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本发明提供一种轴承厚度复检设备，包括C

型的立架、设置于所述立架上的定位盘、设置于

所述定位盘中的测量杆、设置于所述测量杆底部

的接触式位移传感器、设置于所述测量杆和所述

接触式位移传感器之间的弹簧以及设置于所述

定位盘上方的下压机构。所述定位盘将待检测的

轴承定位，定位后，所述下压机构下降与所述测

量杆的顶部抵接，将所述测量杆下压，所述测量

杆下降，所述接触式位移传感器测量所述测量杆

下降的距离，得到轴承的厚度，通过所述接触式

位移传感器进行测量的方式，实现了自动化测量

轴承的厚度，且测量精度高；测量完成后，在所述

弹簧的弹簧力作用下，所述测量杆复位，便于进

行下一次测量。
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1.一种轴承厚度复检设备，其特征在于：包括C型的立架、设置于所述立架上的定位盘、

设置于所述定位盘中的测量杆、设置于所述测量杆底部的接触式位移传感器、设置于所述

测量杆和所述接触式位移传感器之间的弹簧以及设置于所述定位盘上方的下压机构。

2.如权利要求1所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述下压机构包括竖直设置于

所述立架上的滑轨、与所述滑轨滑动配合的滑板、驱动所述滑板沿所述滑轨滑动的气缸、安

装于所述滑板底部的旋转轴以及安装于所述旋转轴底部的压头。

3.如权利要求2所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述定位盘包括圆环形的本体

和沿周向设置于所述本体上的多个限位块，相邻的所述限位块之前形成凹槽，所述测量杆

伸出所述定位盘。

4.如权利要求3所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述限位块的数量为4个，4个

所述限位块均布设置。

5.如权利要求2所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述立架和所述滑板的一侧设

置有对射传感器。

6.如权利要求1所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述接触式位移传感器包括主

体以及与所述主体通过锁紧套相连的测量头，所述测量头与所述测量杆抵接。

7.如权利要求1所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述测量杆的顶部中心设置有

半球状的凸出部。

8.如权利要求1所述的轴承厚度复检设备，其特征在于：所述立架上设置有启动按钮、

合格指示灯和不合格指示灯。
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一种轴承厚度复检设备

技术领域

[0001] 本发明涉及轴承生产技术领域，尤其涉及一种轴承厚度复检设备。

背景技术

[0002] 轴承是当代机械设备中一种重要零部件，在轴承生产过程中，为保证产品质量，需

要测量轴承的壁厚，通过人工测量的方式，即人工手持测量工具(如卡尺、千分尺等)进行测

量，测量效率低下，且人工读数存在误差，影响产品质量，且效率低下，难以适应批量生产。

发明内容

[0003] 本发明所解决的技术问题在于提供一种轴承厚度复检设备。

[0004] 本发明提供一种轴承厚度复检设备，包括C型的立架、设置于所述立架上的定位

盘、设置于所述定位盘中的测量杆、设置于所述测量杆底部的接触式位移传感器、设置于所

述测量杆和所述接触式位移传感器之间的弹簧以及设置于所述定位盘上方的下压机构。

[0005] 更进一步的，所述下压机构包括竖直设置于所述立架上的滑轨、与所述滑轨滑动

配合的滑板、驱动所述滑板沿所述滑轨滑动的气缸、安装于所述滑板底部的旋转轴以及安

装于所述旋转轴底部的压头。

[0006] 更进一步的，所述定位盘包括圆环形的本体和沿周向设置于所述本体上的多个限

位块，相邻的所述限位块之前形成凹槽，所述测量杆伸出所述定位盘。

[0007] 更进一步的，所述限位块的数量为4个，4个所述限位块均布设置。

[0008] 更进一步的，所述立架和所述滑板的一侧设置有对射传感器。

[0009] 更进一步的，所述接触式位移传感器包括主体以及与所述主体通过锁紧套相连的

测量头，所述测量头与所述测量杆抵接。

[0010] 更进一步的，所述测量杆的顶部中心设置有半球状的凸出部。

[0011] 更进一步的，所述立架上设置有启动按钮、合格指示灯和不合格指示灯。

[0012] 本发明的轴承厚度复检设备，所述定位盘将待检测的轴承定位，定位后，所述下压

机构下降与所述测量杆的顶部抵接，将所述测量杆下压，所述测量杆下降，所述接触式位移

传感器测量所述测量杆下降的距离，得到轴承的厚度，通过所述接触式位移传感器进行测

量的方式，实现了自动化测量轴承的厚度，且测量精度高；测量完成后，在所述弹簧的弹簧

力作用下，所述测量杆复位，便于进行下一次测量。

附图说明

[0013] 图1为本发明的轴承厚度复检设备的示意图；

[0014] 图2为图1中A处的局部放大图；

[0015] 图3为本发明的轴承厚度复检设备的部分立架移除状态的示意图；

[0016] 图中标记为：立架1，启动按钮11，合格指示灯12，不合格指示灯13，定位盘2，本体

21，限位块22，凹槽23，测量杆3，凸出部31，接触式位移传感器4，主体41，锁紧套42，测量头
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43，弹簧5，下压机构6，滑轨61，滑板62，气缸63，旋转轴64，压头65，对射传感器7。

具体实施方式

[0017] 下面详细描述本发明的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始

至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参

考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0018] 如图1至图3所示，本发明提供一种轴承厚度复检设备，包括C型的立架1、设置于所

述立架1上的定位盘2、设置于所述定位盘2中的测量杆3、设置于所述测量杆3底部的接触式

位移传感器4、设置于所述测量杆3和所述接触式位移传感器4之间的弹簧5以及设置于所述

定位盘2上方的下压机构6。所述定位盘2将待检测的轴承定位，定位后，所述下压机构6下降

与所述测量杆3的顶部抵接，将所述测量杆3下压，所述测量杆3下降，所述接触式位移传感

器4测量所述测量杆下降的距离，得到轴承的厚度，通过所述接触式位移传感器4进行测量

的方式，实现了自动化测量轴承的厚度，且测量精度高；测量完成后，在所述弹簧5的弹簧力

作用下，所述测量杆3复位，便于进行下一次测量。

[0019] 所述下压机构6包括竖直设置于所述立架1上的滑轨61、与所述滑轨6滑动配合的

滑板62、驱动所述滑板62沿所述滑轨61滑动的气缸63、安装于所述滑板62底部的旋转轴64

以及安装于所述旋转轴64底部的压头65。所述气缸63驱动所述滑板62下降，带动所述旋转

轴64和所述压头65下降，将轴承压持，在压持过程中，所述旋转轴64可随轴承旋转，避免对

轴承造成损坏。

[0020] 所述定位盘2包括圆环形的本体21和沿周向设置于所述本体21上的多个限位块

22，相邻的所述限位块22之前形成凹槽23，所述测量杆3伸出所述定位盘2，所述限位块22的

数量为4个，4个所述限位块22均布设置。所述凹槽23方便轴承的放入和取出。

[0021] 所述立架1和所述滑板62的一侧设置有对射传感器7。轴承测量完成后，所述气缸

63上升复位至原始位置，通过所述对射传感器7控制所述气缸63停止，控制精确方便。

[0022] 所述接触式位移传感器4包括主体41以及与所述主体41通过锁紧套42相连的测量

头43，所述测量头43与所述测量杆3抵接。

[0023] 所述测量杆3的顶部中心设置有半球状的凸出部31。在所述压头65下压至所述测

量杆3上并与轴承上表面接触发生旋转时，半球状的所述凸出部31不易被磨损，且所述压头

65能随所述旋转轴64自主旋转。

[0024] 所述立架1上设置有启动按钮11、合格指示灯12和不合格指示灯13。

[0025] 本发明的轴承厚度复检设备，所述定位盘2将待检测的轴承定位，定位后，所述下

压机构6下降与所述测量杆3的顶部抵接，将所述测量杆3下压，所述测量杆3下降，所述接触

式位移传感器4测量所述测量杆下降的距离，得到轴承的厚度，通过所述接触式位移传感器

4进行测量的方式，实现了自动化测量轴承的厚度，且测量精度高；测量完成后，在所述弹簧

5的弹簧力作用下，所述测量杆3复位，便于进行下一次测量。

[0026] 以上所述，仅是本发明的最佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，任

何熟悉本领域的技术人员，在不脱离本发明技术方案范围情况下，利用上述揭示的方法内

容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰，均属于权利要求保护的范围。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/3 页

6

CN 109655030 A

6



图3
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